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《 概 要 》 

本装置は、めっき・塗装等表面にプローブを押し付けることにより非破壊で膜厚を測定します。 

 

《 装置 》 

 

 

《 仕 様 》 

1) 膜厚測定方式   ：磁気式、渦電流位相式 

2) プローブ    ：EN3 プローブ、ESD20Zn プローブ 

3) 測定可能膜種  ：EN3 プローブ 

・非磁性材料上の Ni めっき皮膜 

・鉄素地上の非磁性皮膜（硬質 Cr めっき、塗装、溶射、セラミックス等） 

ESD20Zn プローブ 

・磁性材料上の Zn、Cu めっき皮膜 

4) 測定可能膜厚  ：Ni/非磁性材料(0～120μm)、非磁性膜/Fe(0～4mm)、Zn/Fe(2～200μm)、

Cu/Fe(1～200μm) 

5) 装置サイズ   ：W360×D290×H175mm 

 

《 用 途 例 》 

・ めっきの膜厚測定(Ni/Al、Cr/Fe、Zn/Fe など) 

・ ホウロウ、溶射、塗装などの膜厚測定 

 

外観 プローブ 


